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Apresentação: Projeto e Fabricação de Sistemas de MicroEletroMecânicos (MEMS)



Resumo: 
1. Introdução: 
Visão Global de MEMS, Tecnologias, Aplicações e Demensionamento; 

2. Fundamentos de Microfabricação: 
Fotolitografia, Thin Films, Etching, Doping, Ion Implantação e Deposição; 
MEMS Process Flow Simulator e Software de Microfabricação; 

3. Fundamentos de Micromachining e Surface Machining: 
Basico de Polysilicon Processo, Multi User  MEMS Process (MUMPs), 
PolyMUMPS Design Rules, Prototyping using MUMPs e SUMMiT; 

4. Básicos de Bulk Machining: 
Anistropic  Etching  Simulator,  DRIE,  LIGA,  MEMS  Materials  (Databases, 

Estimation Routines, Properties). 

5. Fundamentos de Mecânica de Microestruturas: 
Cantilevers, Vigas, Plates, Beam Combos, Métodos Elementos Finitos, Dinâmica 

de Microestruturas. 

6. Principios de Micro-sensing e Micro-atuação: 
Transdutores Capacitivo, Piezoeletrico, Piezoresistivo;
Comb Drive, Circuito Equivalentes; 
Multifísica de Termo Eletro Mecânica; 

7. Ferramentas Software de MEMS Design: 
2D/3D Builder, Layout, Verificação, Process Flow Visualização, 
Encapsulação, EDA Linker, MDA LInker e Foundry Ready Design. 

8. Modelamento de Sistemas e Testes de MEMS: 
System Model Extraction, Modelamento de Sistemas, Teste de Prototipos 
Interface Digital e Exemplos.


